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平面光学元件传统测试方案:

 大多数分光光度计为化学，生命科学，食品检测而设计

 为了进行光学元件检测，需要购买相应配件

 波长范围有限，针对光学产品的测试功能有限

 需要更换或添加附件实现轴外透过率和反射率测试，需
要添加附件实现偏振态测试





传统测试方法优势

 产品多由世界著名的，享有良好声誉的公司提供

 透过率测试精度高

 光谱精度高

 杂散光低



传统测试方法劣势

 需要大量操作不方便，价格昂贵的配件

 无法再不改变测试样品位置或更换配件的情况下同时
对样品进行透过率和反射率测试

 测试角度和波长范围受限

 部分的设备不能测试绝对反射率

 部分设备只可测试特定角度的透过率和反射率

 需要操作人员进行大量的手动调整，易引入由于操作
不当带来的测试误差

 测试速度慢，耗费大量时间



PHOTO RT 紫外-可见-中波红外膜层透反仪

Photon RT 是专门
为光学镀膜测试设
计的仪器。内建宽
谱带高对比自动偏
光镜可以对紫外
（185nm）到中波
红外（5200nm）波
段实现多角度和偏
振态精确测量。



优点：

 宽光谱测量：紫外（185nm）到中波红外（5200nm）
波段实现变角度和偏振态测量

 标定：一键标定，测量透过率/反射率过程中光的入射
角度改变时，无需进行基线再校准

 步进精度： 样品台和光电探测器配备的高精度旋转驱
动，其步进角度为0.01°

 可自动进行探测器横向位置补偿（±50mm），用于进
行厚样品的轴外透过率测试以及复杂棱镜的透过率、反
射率测试

 内置氮气吹扫管道

 色坐标计算（CIE 1931, CIE 1964,及其它光源）

 可选配批量测试或位置可调夹具

 可对单层均质膜进行NKD计算



变角度测试及位移补偿



变角度测试及位移补偿

探测器横向补偿

范围可达±50mm，

平面样品可使用软

件自带的计算功能

计算位置偏差



多功能夹具



可选波段范围

1.185-1700

2.380-1700

3.185-3500

4.380-3500

5.380-3500

6.185-5200



PHOTON RT红外光源与卤素灯基线对比



红外光源与卤素灯测试曲线对比(铝膜）



红外光源与卤素灯测试曲线对比
(宽带滤光片)



内置高对比度宽带起偏器

 配置：

380-2200nm

220-2200nm

2000-5200nm（独家）

380-5200nm（独家）

起偏器出厂前已内置于设备，

可通过软件控制







多角度测量及定性和定量的膜层分析



LINZA150 镜片/镜头组测试分光
光度计



LINZA150功能与特点

 可对单镜片（凹/凸）进行快速轴上透过率测试

 可对镜头组进行快速的轴上测试

 可对凸/凹面镜的任意区域进行无人值守的轴上/轴外
反射率测试

 不需任何配件



LINZA150 特性
 测量镜头最大/小孔径

 透射：10-150mm

 反射：10-90mm

 反射率测试样品曲率半径范围：15mm - ∞

 透过率测试样品焦距范围： 20 mm - ∞

 透过率测试最大镜头尺寸: 240 mm（L）×150mm(⌀)

 离轴最大测量反射转角:55°

 有效波长范围, nm : 380-1700 nm, 185-1700 nm,

















AKRA单波长光控设备

 为监控镀膜沉积过程设计

 光谱范围200-5000nm



IRIS宽波段光控设备

 光谱范围190-2450nm


